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Denumirea disciplinei 
S.02.O.5.    Fenomene/teorii și tendințe contemporane în domeniul fizicii aplicate 
                                       Știința si Tehnologia Calcogenurilor de Stibiu 

Titularul disciplinei Tamara POTLOG, conf.univ., dr. În științe fizico-matematice 

Ciclul III, DOCTORAT                              Domeniul științific – 1. Științe ale naturii; Ramura științifică – 13.Științe fizice; 
Profil științific - 134. Fizică aplicată;  specialitatea - 134.01 Fizica și tehnologia materialelor 

Numărul de ore 
Nr. de credite Forma de evaluare 

Total Prelegeri Seminare Lucrul individual 

180 4 6 170 6 Examen 

 
Fundamentare 

Scopul disciplinei constă in  însuşirea de noţiuni noi privind tehnologia în strat subţire şi studiul calcogenuri- lor 
de stibiu pe baza de S, Se si Te şi proprietăţile necesare pentru aplicatii in fotovoltaica. Însuşirea şi utilizarea 
adecvată a conceptelor şi metodelor de realizare a straturilor subtiri depuse in vid  şi condensare din fază de 
vapori. 

 
Competenţele 
obţinute 

CP 1. Utilizarea cunoştinţelor de specialitate (concepte, teorii, metode) pentru explicarea si interpretarea 
fenomenelor tehnologice în contextul specific materialelor calcogenice.  
CP 2. Cunoașterea principalelor fenomene   si legi fizice cu aplicații în tehologia de obtinere a straturilor subtiri.  
Dezvoltarea  capacității de a aplica cunoștințele și abilitățile dobândite pentru rezolvarea unor  
probleme  concrete.  
CP3. Aprecierea gradului de puritate al substanţelor aflate în diferite forme de agregare, cu ajutorul metodelor 
fizice;  
CP 4. Asimilarea metodelor de studiu a  proprietatilor materialelor cu aplicaţii în domeniul  fotovoltaicii; 
CP 5. Cunoaşterea si caracterizarea sistemelor cu eliberare controlată obtinute cu ajutorul structurilor aplicabile în 
fotovoltaica. 

 
Conţinutul 
disciplinei 

1. Metode, procedee si dispozitive de depunere prin evaporare termica in vid. Monitorizarea si controlul depunerii 
de straturi subtiri in vid.  
2. Principiul de purificare a substanţelor prin cristalizare si din faza gazoasa. Formarea germenului (nucleaţia). 
3. Mecanismul şi cinetica creşterii straturilor subtiri dielectrice, conductoare (metalice), epitaxiale 
(semiconductoare). Doparea straturilor subtiri epitaxiale în timpul creşterii. 
4. Metoda creşterii epitaxiale ale straturilor subtiri din faza gazoasă cu utilizarea reacţiilor de transport si din faza 
lichidă. Particularitãţile creşterii din faza lichidã. Epitaxie, homoepitaxie și heteroepitaxie;  
5. Prelucrarea chimică a calcogenurilor de stibiu. 
6. Diagrame de echilibru binare, reprezentari grafice, interpretare. Caracterizarea starii de echilibru fazic. Legea 
fazelor. 
7. Transformari de faza ale starii solide. Caracterizare generala. Transformari omogene.  Transformari eterogene. 
Transformarea eutectoida.  
8. Tratamente termice și tratamente termochimice. Defecte  si imperfecţiuni. 
9. Metode, procedee si dispozitive de depunere prin pulverizare termica (sputtering) la scarǎ nanometrică  

10. Metode de depunere chimica din vapori la presiune scazuta.  
11. Metode de sensibilizare a calcogenurilor de stibiu; 
12. Metode de analiza a suprafetei pentru determinarea compozitiei straturilor depuse.  
13. Metode de determinare a aderenţei straturilor depuse;  
14. Stare solidă (noţiuni de cristalografie, izomorfism şi polimorfism, tipuri de reţele cristaline). Corelaţie tip de 
reţea – proprietăţi.  
15. Metode de analiza a structurii si  morfologiei (XRD, SEM, TEM, AFM) straturilor subţiri. 
16. Compozitia  straturilor subtiri.  Metodele de analiza XPS si EDX; 
17. Legaturi ionice; covalente; metalice,  de tip van der Waals, de hidrogen; 
18. Defectele straturilor subțiri (vacante și interstițiale, dislocații, granule etc.) 
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